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  Machine Vision Optics 



最適な測定のフィードバック  

Measured Examples 加工の場での測定を 

      非球面 
    深い球面 
   フリーフォーム 
 



   ダイナミック干渉計 



クロマチック共焦点光学ペン 





  5 Axis Grinding &  Finishing    
Machining Center for Optics 

光学部品製造の最適化を求めて 



 
PRO 80 Generating Platform    
eSX  150,300,400  Generating Platforms  
SXL 500   Generating Platform 
５ ～ ５00＋α mm の光学部品: 平面、球面、非球面、自由曲面 



PRO 80GTS            PRO 80UFF 
5 ～ 80 mm 光学部品: 平面、球面、非球面の加工 
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SXL 500 研削装置 
次世代 500 mm クラス光学部品 

•操作が簡単な Windowsベースのグラフィカ
ル・ユーザー・インターフェース (GUI) 
•5軸同時駆動が可能 

•平面、球面、非球面、自由曲面光学部品の
研削が可能 
•ツール高さと部品の位置決めプローブ 
 •カスタム・プログラミングも可能 （Gコード入力） 



UFF 500 研磨装置 
次世代 500 mm クラス光学部品 

40 mm wheel 

100 mm wheel 

・操作が簡単な Windowsベースのグラフィカル・ユー
ザー・インターフェース (GUI) 

・5軸同時駆動が可能 

・平面、球面、非球面、シリンダー、自由曲面光学部
品の研磨が可能 



UltraForm Finishing (UFF) 
Deterministic sub-aperture CNC polishing  
光学部品: 平面、球面、非球面、自由曲面 

単位除去量の測定 

•付属の非接触測定機 
(STIL pen) による機上
測定 

初期形状誤差の入力 

•ザイゴ干渉計データ入力 

•プロファイラーデータ入力 

研磨軌跡の最適化 

•形状誤差の改善 

•研磨軌跡の高精度制御  



UFF 研磨ツール 

 簡単なグラフィカル・ユーザー・インターフェース 
(GUI)と5軸 CNC 制御 

 ホイール径 10 ～ 100 mm  

 ホイールの公称硬さ 30 ～ 80 Shore A  

 固定砥粒 または スラリーを用いた市販のポリウレタ
ンベルト 

 光学ガラスからセラミクスまで広範囲の材料をサブミ
クロンの形状誤差まで研磨が可能 

Belt

Wheel

Direction of 

belt ro
tation

Arm



UFF 自由曲面研磨 

ステンレス金型研磨 

BK7 トロイダル面研磨 
SS 表面研磨結果（NewView） 
• PV: 82 nm 
• Ra: 50 Angstroms 
• rms: 60 Angstroms 



Spinel トーラス面 

Surface Error, Mapped Over Part 
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ステンレス製トーラス面 

Surface Error, Mapped Over Part 
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Bi-Aspheric ウィンドー 

Surface Error, Mapped Over Part 
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UltraForm 研磨事例 




